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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｂ  11/24     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｂ  11/24    　　　Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月8日(2011.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球面波を形成する光束を用いて非球面を有する被検面を照明し、前記被検面の形状を測
定する測定方法であって、
　球面波の曲率中心が前記非球面の非球面軸上にある状態で前記非球面軸の方向に前記被
検面を駆動して複数の位置に順に位置決めし、前記複数の位置のそれぞれにおいて、前記
被検面からの光束と参照面からの光束との干渉パターンを検出する第１の検出ステップと
、
　前記複数の位置のそれぞれから前記非球面軸の方向に前記被検面を既知の量だけシフト
した複数のシフト位置のそれぞれに位置決めし、前記複数のシフト位置のそれぞれにおい
て、前記被検面からの光束と前記参照面からの光束との干渉パターンを検出する第２の検
出ステップと、
　前記複数の位置のそれぞれ、及び、前記複数のシフト位置のそれぞれについて、前記第
１の検出ステップ及び前記第２の検出ステップで検出された干渉パターンに基づいて、前
記球面波の曲率中心と前記光束が垂直に入射する被検面上の位置との間の距離を算出する
第１の算出ステップと、
　前記第１の算出ステップで算出された算出結果に基づいて、前記被検面を前記複数の位
置に位置決めしたときと前記シフト位置に位置決めしたときの前記距離の変化を算出する
第２の算出ステップと、
　前記第２の算出ステップで算出された前記距離の変化に基づいて前記被検面上の位置を
決定し、当該位置における前記被検面の設計値から求まる前記距離と前記第１の算出ステ
ップで算出された前記被検面を前記複数の位置に位置決めしたときの前記距離との差分で
ある形状誤差を算出する第３の算出ステップと、
　を有することを特徴とする測定方法。
【請求項２】
　前記既知の量は、前記被検面を照明する光束の波長の１０倍以上５００倍以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の測定方法。
【請求項３】
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　前記既知の量は、前記非球面軸の方向における前記複数の位置のそれぞれの間の距離と
等しいことを特徴とする請求項１又は２に記載の測定方法。
【請求項４】
　球面波を形成する光束を用いて非球面を有する被検面を照明し、前記被検面の形状を測
定する測定装置であって、
　前記被検面からの光束と参照面からの光束との干渉パターンを検出する検出部と、
　前記検出部で検出された干渉パターンに基づいて、前記被検面の形状を求めるための処
理を制御する制御部と、
　を有し、
　前記制御部は、
　球面波の曲率中心が前記非球面の非球面軸上にある状態で前記非球面軸の方向に前記被
検面を駆動して複数の位置に順に位置決めし、前記複数の位置のそれぞれにおいて、前記
被検面からの光束と前記参照面からの光束との干渉パターンを検出する第１の検出ステッ
プと、
　前記複数の位置のそれぞれから前記非球面軸の方向に前記被検面を既知の量だけシフト
した複数のシフト位置のそれぞれに位置決めし、前記複数のシフト位置のそれぞれにおい
て、前記被検面からの光束と前記参照面からの光束との干渉パターンを検出する第２の検
出ステップと、
　前記複数の位置のそれぞれ、及び、前記複数のシフト位置のそれぞれについて、前記第
１の検出ステップ及び前記第２の検出ステップで検出された干渉パターンに基づいて、前
記球面波の曲率中心と前記光束が垂直に入射する被検面上の位置との間の距離を算出する
第１の算出ステップと、
　前記第１の算出ステップで算出された算出結果に基づいて、前記被検面を前記複数の位
置に位置決めしたときと前記シフト位置に位置決めしたときの前記距離の変化を算出する
第２の算出ステップと、
　前記第２の算出ステップで算出された前記距離の変化に基づいて前記被検面上の位置を
決定し、当該位置における前記被検面の設計値から求まる前記距離と前記第１の算出ステ
ップで算出された前記被検面を前記複数の位置に位置決めしたときの前記距離との差分で
ある形状誤差を算出する第３の算出ステップと、
　を実行することを特徴とする測定装置。
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